奈米壓痕量測技術於薄膜機械性質之量測能力比對分析
為建立奈米尺度機械性質量測方法之有效性與可比較性，工研院跨單位合作的計畫-「奈米分析檢測技術合作架構倡議」，接續2005年至2007年的奈米粉體粒徑量測能力比對與超薄膜厚度量測能力比對，於2008年再度得到亞太經合會(APEC)的贊助，完成奈米壓痕(nanoindentation)量測技術於薄膜機械性質的量測能力比對。
本文比對樣品為熔融石英(Fused Silica)與聚碳酸酯(polycarbonate)兩種材料之薄膜，以Z-score分析比對結果，顯示大多數實驗室之間的量測結果具有一致性。
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